R ‘ Paent.und Markenan O r

(9DE 10 2011 076 748 A1 2011.12.08

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 076 748.7 (51) Int CL.:
(22) Anmeldetag: 31.05.2011 Et)fggmfféio()1(201 1 01 )
(43) Offenlegungstag: 08.12.2011 (2011.01)

(30) Unionsprioritat: (74) Vertreter:
20105637 04.06.2010 FI Lorenz & Kollegen Patentanwilte
Partnerschaftsgesellschaft, 89522, Heidenheim,
(71) Anmelder: DE

Metso Paper, Inc., Helsinki, FI
(72) Erfinder:
Vatanen, Heikki, Jarvenpaa, FI

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthnommen

(54) Bezeichnung: Strahldiisenstruktur und Verfahren zum Aufbringen eines Mediums auf eine sich bewegende
Oberflache

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Strahldisenstruktur (1) mit einem Disenauftragsge-
rat (2) zum Aufbringen eines Mediums, wie zum Beispiel
Beschichtungsmedium, Oberflachenleim oder pigmentierten
Leim, auf eine sich bewegende Oberflache, wie zum Beispiel
eine Materialbahn, eine Rolle oder ein Band, wobei sich das
Dusenauftragsgerat (2) in einer Richtung quer zu der sich
bewegenden Oberflache erstreckt und wobei das Disenauf-
tragsgerat (2) Folgendes aufweist: eine Zuflihrkammer (5)
zum Aufnehmen von Medium von einer Zuflhreinrichtung,
wobei die Zufihrkammer (5) durch Kammerwandungen (6a,
6b, 6¢, 6d) festgelegt ist, und einen Diisenschlitz (7), wel-
cher durch eine Zufihrlippe (9, 10) auf beiden Seiten des Dii-
senschlitzes (7) festgelegt ist, wobei der Disenschlitz (7) in
Strémungsverbindung mit der Zufihrkammer (5) steht, wo-
bei Medium dafiir vorgesehen ist, von der Zufihrkammer (5)
in den Dlsenschlitz (7) zugefiihrt zu werden, wobei der D{-
senschlitz (7) in einer Schlitzéffnung (8) zum Zufiihren von
Medium in der Form eines Strahls von dem Diisenschlitz (7)
zu der sich bewegenden Oberflache endet, wobei das Dii-
senauftragsgerat (2) des Weiteren eine Einrichtung zur Kom-
pensation einer Verformung der Schlitzéffnung (8) aufweist.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Aufbringen von
Medium, wie zum Beispiel Beschichtungsmedium, Oberfla-
chenleim oder pigmentierter Leim, auf eine sich bewegen-
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Beschreibung
Bereich der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Strahldisenstruk-
tur gemal dem Oberbegriff des unabhéngigen An-
spruchs 1. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum Aufbringen von Medium auf eine sich bewegen-
de Oberflache gemal dem Oberbegriff des unabhan-
gigen Anspruchs 12.

[0002] Diese Erfindung betrifft eine Beschichtungs-
maschine zum direkten oder indirekten Aufbringen ei-
nes Beschichtungsmediums auf eine sich bewegen-
de Oberflache. Diese Erfindung betrifft auch eine Le-
impresse zum Aufbringen von Oberflachenleim oder
einem Leimungsmittel mit Pigmenten auf eine sich
bewegende Oberflache. Mit anderen Worten betrifft
diese Erfindung das Beschichten und Oberflachenlei-
men. Im Falle der direkten Aufbringung ist die sich
bewegende Oberflache die auliere Oberflache ei-
ner Materialbahn, wie zum Beispiel Papier oder Pap-
pe, oder, in dem Fall der indirekten Aufbringung, ist
die sich bewegende Oberflache die duere Oberfla-
che eines Transferelements, wie zum Beispiel einer
Transferwalze, die in der Lage ist, Beschichtungs-
medium, Leim oder pigmentierten Leim auf die Ma-
terialbahn zu Ubertragen. Das Transferelement kann
zum Beispiel auch ein Band sein, wie zum Beispiel
ein Metallband oder jegliches andere Band, welches
flr diesen Zweck geeignet ist, oder das Transferele-
ment kann jedes andere Transferelement sein, das
geeignet ist, Beschichtungsmedium, Leim oder pig-
mentierten Leim auf die Materialbahn zu Ubertragen.
Von jetzt an umfasst die Verwendung des Begrif-
fes Beschichtungsmaschine auch ein Maschine zum
Oberflachenleimen und wenn der Begriff Beschich-
tungsmedium verwendet wird, betrifft er auch Leim
und pigmentierten Leim. Ein Disenstrahl-Auftragsge-
rat geman der Erfindung kann Beschichtungsmedi-
um, Leim und/oder pigmentierten Leim aufbringen.

[0003] Die Beschichtungsmaschine gemal der Er-
findung ist eine Strahldisenstruktur mit einem Du-
senauftragsgerat zum Zwecke des Ausgebens von
Beschichtungsmedium, pigmentiertem Leim oder
Leim auf die mit dem Medium zu behandelnde Ober-
flache. Das Dusenauftragsgerat weist eine Zufiihr-
kammer und einen Dusenschlitz auf, welcher durch
Zufuhrlippen festgelegt ist, welche sich auf der Zu-
fuhrseite und auf der Abflihr- bzw. Schleppseite un-
ter Bezugnahme auf die sich bewegende Oberflache
befinden.

[0004] Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von
Strahldlisenauftragsgeraten. Eine Art von Disenauf-
tragsgeraten ist aus einem Stlck hergestellt, so dass
das Disenauftragsgerat eine feste Struktur ist, und
die andere Art von Disenauftragsgeraten ist aus
mehreren Teilen hergestellt, so dass das Disenauf-
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tragsgerat beispielsweise fir Reinigungszwecke ge-
offnet werden kann.

[0005] Ein Problem bei der ersten Art von Disenauf-
tragsgeraten besteht darin, dass die einteilige Struk-
tur des Disenauftragsgerats, welches eine durch ein
Paar von Zufuhrlippen definierte Schlitz6ffnung auf-
weist, dimensionsbesténdig bzw. formbestandig ist.
Dies bedeutet, dass, wenn die Zuflhrrate des Be-
schichtungsmediums zunimmt, auch der Druck in der
Kammer zunimmt. Aufgrund der Druckzunahme ver-
groéRert sich die Dusenstruktur und die Schlitz6ffnung
verbreitert sich. Wenn sich die Schlitzéffnung ver-
breitert, verringert sich die Geschwindigkeit der Stro-
mungsrate des aus der Schlitz6ffnung stromenden
Beschichtungsmediums. Dies verursacht Probleme,
weil die Geschwindigkeit der Strdmungsrate des aus
der Schlitzéffnung in Richtung der zu beschichten-
den Oberflache kommenden Beschichtungsmediums
ausreichend gro3 sein muss, um die entlang der
Oberflache der sich bewegenden Bahn herrschen-
de Grenzluftschicht zu verschieben. Wenn die Im-
pulskraft des aus der Schlitzé6ffnung kommenden Be-
schichtungsmediums nicht ausreichend ist, erzeugt
die Grenzluft unbeschichtete Punkte auf der Bahn.
Diese unbeschichteten Punkte werden auch Lucken
oder Beschichtungsliicken bzw. Liickenbeschichtung
genannt. Mit anderen Worten, die Beschichtungs-
licken werden durch in dem Beschichtungsmedi-
um eingeschlossene Luft verursacht, welche mit der
Bahn in Kontakt kommt und verhindern, dass das
Beschichtungsmedium einen gleichmafRigen Kontakt
eingeht und gleichmafig auf der Bahnoberflache ver-
teilt wird. Wahrend die Auftragung des Beschich-
tungsmediums vorzugsweise zu einer Beschichtung
fuhren sollte, welche kontinuierlich und gleichmafig
Uber die Bahn ist, ist die Llckenbeschichtung eines
der Dinge, welche Probleme bezlglich der Quali-
tét der beschichteten Bahn verursacht. Um die mit
der Luckenbeschichtung verbundenen Probleme zu
vermeiden, kann die Beschichtungsauftragseinrich-
tung ein Luftentfernungssystem beinhalten, aber trotz
desselben kann eine gewisse Menge an Luft in der
Beschichtung eingeschlossen bleiben und mit der
Bahn in Bertihrung kommen, was zu der Lickenbe-
schichtung auf der Bahn fiihrt, insbesondere dann,
wenn sich die Bahn mit hohen Geschwindigkeiten an
der Auftragseinrichtung vorbei bewegt. Des Weiteren
fuhrt die in der Bahn eingeschlossene Luft zu Un-
gleichmafigkeiten der aufgetragenen Beschichtung.
Ein ausreichendes Eindringen des Beschichtungs-
mediums in die Bahn ist aulerdem schwer zu errei-
chen. Wenn die Bahngeschwindigkeit zunimmt, ist ei-
ne grolRere Impulskraft in dem Beschichtungsmedi-
um in Richtung zu der Bahn erforderlich, so dass die
Grenzluft verschoben werden kann. Dies bedeutet,
dass das Volumen des Beschichtungsmediums gro-
Rer sein muss und/oder der Kontaktwinkel zwischen
dem von dem Dusenauftragsgerat kommenden Be-
schichtungsmedium und der Bahn gré3er sein muss.
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[0006] Ein Problem bei der zweiten Art des Diisen-
auftragsgerats, welches aus mehreren Teilen her-
gestellt ist, besteht darin, dass die Struktur kompli-
ziert und in der Herstellung teuer ist. Eine Duse, wel-
che gedffnet werden kann, muss Kontaktflachen zwi-
schen der Zufiihrkammer und der Schlitz6ffnung vor-
zugsweise in der Nahe der Schlitzéffnung aufweisen.
Ohne Kontaktflachen verandert sich die Gréfe der
Schlitzé6ffnung jedes Mal, wenn die Dise gedffnet und
wieder geschlossen wird, was zu Problemen fiihrt.

[0007] Eine Grundbedingung fiir ein gutes Ergebnis
beim Beschichten einer sich bewegenden Material-
bahn ist, dass das Beschichtungsmedium mit einem
ausreichenden Druck aus der Schlitz6ffnung kommt,
so dass es die sich mit der Oberflache der Bahn be-
wegende Grenzluft verschiebt, um zu einer gleichma-
Rigen Beschichtung zu fliihren. Obwohl oben nur Be-
schichtung erwahnt ist, trifft dies auch auf Oberfla-
chenleim und pigmentierten Leim zu.

[0008] Das Dokument US 6,579,366 B2 betrifft ei-
ne Beschichtungsmaschine zum direkten oder indi-
rekten Auftragen einer Beschichtung auf eine Ma-
terialbahn, welche dafiir vorgesehen ist, flissiges
oder zahflissiges Beschichtungsmedium auf eine
sich bewegende Oberfldche aufzutragen. Die Be-
schichtungsmaschine weist eine Ausgabedise zum
Ausgeben eines Beschichtungsmediums auf die sich
bewegende Oberflache auf und stellt einen verbes-
serten Mechanismus zur Verfigung, um die H6he
des Dusenspalts einzustellen. Der einstellbare Du-
senspalt dient dazu, die Druckpulse auszugleichen,
welche auftreten, wenn das Beschichtungsmedium
dem Dusenspalt zugefihrt wird. Der einstellbare Du-
senspalt ist aus DUsenlippen gebildet, von welchen
wenigstens eine ein Schneidelement ist.

[0009] Das Dokument US 6,579,366 B2 zeigt ei-
nen Einstellmechanismus, in welchem die Hohe des
Dusenspalts durch das Vorhandensein einer elasti-
schen Dusenlippe eingestellt wird, welche dabei hilft,
den Dusenspalt schnell und zeitweise zu vergréRern,
wenn der Druck des dem Dusenspalt zugefuhrten
Beschichtungsmediums sich zeitweilig erhéht. Diese
zeitweise und plétzliche Anderung in dem Diisenspalt
kann als ungleiche Beschichtung auf der Oberflache
der Bahn beobachtet werden, was keine gewlinschte
Qualitat bei einer Papier- oder Kartonbahn ist.

[0010] Das Dokument US 5,510,150 beschreibt ein
Strahlbeschichtungsverfahren zum Aufbringen einer
Beschichtungsmischung mit Umgebungsdruck ohne
die Verwendung einer unter Druck stehenden Kam-
mer. Die Beschichtungsmischung wird durch einen
Kanal aufgetragen, welcher sich in eine Schlitzoff-
nung verjingt. Die Breite des Spalts der Schlitzoff-
nung ist mittels einer Schraube einstellbar und die
Einstellung dieses Abstands beeinflusst die Stro-
mungsgeschwindigkeit der Beschichtungsmischung.
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Bei einer konstanten Volumenzuflihrung erhéht sich
die Austrittsgeschwindigkeit der Beschichtungsmi-
schung, wenn die Schlitzéffnung kleiner eingestellt
wird. Auch die obere Lippe der Disenbeschichtungs-
vorrichtung kann bezlglich des Beschichterrahmens
einstellbar ausgefiihrt sein. Dies erlaubt eine Einstel-
lung des Querschnitts des Kanals.

[0011] Das Dokument US 5,510,150 beschreibt ei-
ne konstante Volumenzufiihrung der Beschichtungs-
mischung und ein Problem der Geschwindigkeitsein-
stellungen, die erforderlich sind. Dieses Problem wird
durch Einstellen der Schlitzéffnung gelost.

Aufgabe der Erfindung

[0012] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein
Dusenauftragsgerat zum Auftragen von flissigem
Beschichtungsmedium, Oberflachenleim oder Lei-
mungsmittel mit Pigmenten zu schaffen, und zwar
entweder direkt oder indirekt auf eine Papier- oder
Kartonbahn, bei welchem die sich ergebende Be-
schichtung oder der Leim im Wesentlichen frei von
Lucken und eben ist.

[0013] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, ein DU-
senauftragsgerat zum Aufbringen eines flussigen Be-
schichtungsmittels, Oberflachenleims oder pigmen-
tierten Leims zu schaffen, wobei das Diisenauftrags-
gerat eine eine konstante oder im Wesentlichen kon-
stante GroRe aufweisende Schlitzéffnung aufweist,
von welcher das Beschichtungsmedium, der Ober-
flachenleim oder der pigmentierte Leim in Richtung
der mit dem Medium zu behandelnden Oberflache
austritt, wobei die Schlitzéffnung auch bei Anderun-
gen des Drucks innerhalb des Disenauftragsgerats
im Wesentlichen dieselbe GroRe aufweist.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0014] Eine Strahldisenstruktur gemafl der Erfin-
dung ist durch die Angaben im unabhangigen An-
spruch 1 gekennzeichnet.

[0015] Bevorzugte Ausfiihrungsformen der Strahl-
dusenstruktur sind in den abhéngigen Anspriichen 2
bis 11 angegeben.

[0016] Ein Verfahren zum Aufbringen von Medium
auf eine sich bewegende Oberflache gemal der Er-
findung ist entsprechend durch die Angaben des un-
abhangigen Anspruchs 12 gekennzeichnet.

[0017] Bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfah-
rens zum Aufbringen von Medium auf eine sich be-
wegende Bahn sind in den abhangigen Anspriichen
13 bis 14 angegeben.

[0018] Dabei ist nur Beschichtung und Beschich-
tungsmedium angegeben, obwohl dies auch auf
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Oberflachenleimung und die Aufbringung von pig-
mentiertem Leim zutrifft.

[0019] Gemal der vorliegenden Erfindung wird der
in der ZufiGhrkammer herrschende Beschichtungs-
mediendruck in der Dulsenstruktur derart aufge-
bracht, dass die Schlitz6ffnung wahrend der ge-
samten Zeit im Wesentlichen gleich bleibt und trotz
des herrschenden Beschichtungsmediendrucks oder
trotz Anderungen des herrschenden Beschichtungs-
mediendrucks keine Zunahme oder Abnahme der
Abmessungen der Schlitzéffnungen auftreten.

[0020] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strahl-
dusenstruktur mit einem Dulsenauftragsgerat zum
Aufbringen eines Mediums, wie zum Beispiel Be-
schichtungsmedium, Oberflachenleim oder pigmen-
tierten Leim, auf eine sich bewegende Oberflache,
wie zum Beispiel eine Materialbahn oder eine Rol-
le. Das Dusenauftragsgerat erstreckt sich in einer
Richtung quer zu der sich bewegenden Oberflache,
die beschichtet oder oberflachengeleimt werden soll,
und weist eine Zufihrkammer zum Aufnehmen von
Medium von einer Zufiihreinrichtung auf, wobei die
Zufuhrkammer durch Kammerwandungen festgelegt
ist, und das Dusenauftragsgerat weist des Weiteren
einen Dusenschlitz auf, welcher durch eine Zufihr-
lippe auf beiden Seiten des Disenschlitzes festge-
legt ist. Der Disenschlitz steht in Strémungsverbin-
dung mit der Zufihrkammer, wobei Medium dafur
vorgesehen ist, von der Zufiihrkammer in den Du-
senschlitz zugefihrt zu werden. Der Diisenschlitz en-
det in einer Schlitzé6ffnung zum Zufiihren von Medi-
um in der Form eines Strahls von dem Disenschlitz
zu der sich bewegenden Oberflache. Das Disenauf-
tragsgerat weist des Weiteren eine Einrichtung zur
Kompensation einer Verformung der Schlitzéffnung
auf. Die Einrichtung zur Kompensation einer Verfor-
mung der Schlitzé6ffnung weist wenigstens eine Kam-
merwandung der Zufihrkammer auf, welche flexibel
ausgebildet ist, so dass sie gemall dem Druck in
der Zufihrkammer nachgeben kann. Eine Zufihrlip-
pe ist dafir vorgesehen, in Kontakt mit der wenigs-
tens einen Kammerwandung zu stehen, welche fle-
xibel ausgebildet ist. Die Einrichtung zur Kompen-
sation einer Verformung der Schlitzéffnung kann ei-
ne Haltestruktur aufweisen, welche wenigstens ei-
nen gelenkigen Halter aufweist, der in Kontakt mit
dem Dusenauftragsgerat steht, und der wenigstens
eine gelenkige Halter kann in Kontakt mit der Zu-
fUhrlippe stehen, welche in Kontakt mit der flexiblen
Kammerwandung ist. Die Dusenstruktur kann des
Weiteren einen Haltebalken zum Halten des Dulsen-
auftragsgerats aufweisen. Das Disenauftragsgerat
und der Haltebalken kénnen mittels Einstellelemen-
ten miteinander verbunden sein. Das Disenauftrags-
gerat und der Haltebalken kdnnen miteinander mittels
einer schwimmenden Montageanordnung verbunden
sein, was bedeutet, dass das Dusenauftragsgerat
und der Haltebalken mittels einer Verbindung mitein-
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ander verbunden sind, welche Relativbewegungen
zwischen dem Dusenauftragsgerat und dem Halte-
balken erlaubt. Eine Einstelleinrichtung ist zwischen
der wenigstens einen flexiblen Kammerwandung und
der Haltestruktur zum Einstellen der Flexibilitat der
flexiblen Kammerwandung angeordnet. Die Einstell-
einrichtung kann ein pneumatisches Halteelement
zum Einstellen des flexiblen Bereichs der wenigstens
einen Kammerwandung durch Einstellen des Druck-
niveaus sein. Die Querrichtung der flexiblen Kammer-
wandung kann mittels der Einstelleinrichtung einstell-
bar sein.

[0021] Mit anderen Worten, die vorliegende Erfin-
dung betrifft eine Strahldisenstruktur mit einem Di-
senauftragsgerat, welches wenigstens eine Zufiihr-
kammerwandungsstruktur aufweist, die diinn genug
ist, um in der Lage zu sein, sich an den in der Zuflhr-
kammer herrschenden Druck anzupassen. Dies be-
deutet, dass, wenn der Druck steigt, die Wandstruktur
aufgrund der Druckerh6hung nachgibt, und wenn der
Druck fallt, die Wandstruktur in die normale Position
zurlickkehrt. Dies bedeutet, dass, wenn der Druck in
der Zufihrkammer ansteigt, die Zufihrkammer sich
aufgrund der Druckerhéhung vergréf3ert und die din-
ne Zufuhrkammerwandstruktur nachgibt. Wenn der
Druck in der Zufihrkammer fallt, ist die dinne Wand-
struktur in der Lage, dorthin zuriickzukehren, wo sie
vor der Druckerhéhung war.

[0022] Das Disenauftragsgerat weist vorzugsweise
eine Zufuhrlippe auf, die fest an dem Disenauftrags-
gerat angebracht ist, sowie eine Zuflhrlippe, welche
an einer dunnen, flexiblen Kammerwandungsstruktur
vorzugsweise so angebracht ist, dass die Zufihrlip-
pe von einem gelenkigen Halter gehalten wird, wel-
cher ein Teil einer Haltestruktur ist, die an der Strahl-
beschichtungsdisenstruktur angeordnet ist. Die Hal-
testruktur kann eine separate Struktur sein, welche
an demselben Haltebalken wie das Disenauftrags-
gerat angebracht ist, oder sie kann ein Teil des Di-
senauftragsgeréats selbst sein. Die Zufihrlippe wird
vorzugsweise in dem mittleren Teil der Zuflhrlippe
von dem gelenkigen Halter gehalten. Der gelenkige
Halter kann so angeordnet sein, dass er die Haltelip-
pe oder die Zufiihrkammer oder sowohl die Haltelip-
pe als auch die Zufiihrkammer halt. Auch wenn beide
Zufuihrlippen so angeordnet sind, dass sie von einer
flexiblen Wandungsstruktur beeinflusst werden kdén-
nen, kann der gelenkige Halter an beiden Zufihrlip-
pen angebracht sein.

[0023] Der Druck des Beschichtungsmediums wirkt
innerhalb der Zufihrkammer und in dem Dusen-
schlitz, wahrend sich das Beschichtungsmedium ent-
lang des Dusenschlitzes in Richtung der Schlitzoff-
nung bewegt. Ohne jeglichen gelenkigen Halter ge-
ben die Wandstrukturen nach und die Schlitzéffnung
verbreitert sich aufgrund des Drucks in der Zufiihr-
kammer und/oder in dem Disenschlitz, was dazu
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fuhrt, dass sich die Zufihrkammer und/oder der Du-
senschlitz vergroRern. Anderenfalls muss das Du-
senauftragsgerat so starr gemacht werden, dass kei-
ne Anderungen in der Struktur auftreten und dann
bleibt die Schlitz6ffnung stabil.

[0024] GemaR der Erfindung ist wenigstens eine
Wandung der Zufiihrkammer flexibel genug, dass sie
sich den Anderungen des in der Zufiihrkammer herr-
schenden Drucks anpasst. Die Flexibilitdt der Zu-
fihrkammerwandung wird vorzugsweise mittels einer
dinnen Wandstruktur erreicht. Es kann mehr als eine
flexible Wandstruktur vorhanden sein oder der Boden
der Zufuhrkammer kann ebenfalls flexibel ausgefihrt
werden. Die flexible Wandung oder die flexible Wan-
dungsstruktur bedeckt auch den Boden der Zufihr-
kammer oder einen oberen Teil der Zufihrkammer,
welcher ebenfalls flexibel sein kann. Die Haltestruk-
tur ist neben dem Disenauftragsgerat, vorzugswei-
se neben derjenigen Zufihrkammerwandung ange-
ordnet, welche nachgibt, und der gelenkige Halter ist
vorzugsweise so angeordnet, dass er diejenige Zu-
fUhrlippe kontaktiert, welche sich auf derselben Seite
des Dusenschlitzes wie die flexible Wandung befin-
det. Weil die flexible Kammerwandung flexibel aus-
gefihrt ist, deformiert sie sich und aufgrund dieser
Veranderung in der Zufuhrkammerwandung veran-
dert auch der Dusenschlitz seine Position in dem Be-
reich in der Néhe des gelenkigen Halters. Das Ende
der Zufihrlippe, d. h. die Spitze der Zuflhrlippe, wel-
che die Schlitzéffnung bildet, befindet sich in einem
Abstand von dem gelenkigen Halter entfernt. Eine
daraus folgende Anderung des Winkels, welche sich
daraus ergibt, dass sich die Wandstruktur aufgrund
der Druckerhéhung in der Zufiihrkammer verbiegt,
fuhrt dazu, dass die Spitze der Zuflhrlippe sich hori-
zontal bewegt. Gleichzeitig bewirkt die Haltestruktur,
dass der gelenkige Halter sich in der gegenuberlie-
genden Richtung zu der Spitze der Zufiihrlippe hori-
zontal bewegt. Als ein Ergebnis aus diesen zwei ho-
rizontalen Bewegungen ist die Anderung der Spitze
der Zufuhrlippe Null, so dass die Schlitzéffnung die-
selbe bleibt. Der Druckausgleich kann durch Andern
der Abmessungen der Struktur auf die gewlnschte
Hoéhe eingestellt werden, wie zum Beispiel durch Ver-
andern der Wanddicke und/oder der Lange des fle-
xiblen Bereichs in der Kammerwandung, in welchem
der Druck innerhalb der Zufihrkammer wirkt. Der ge-
lenkige Halter ist vorzugsweise so angeordnet, dass
der Druck in dem Dusenschlitz und in der Zufihrkam-
mer und insbesondere in dem oberen Teil der Zuflhr-
kammer kein Drehmoment um den gelenkigen Halter
verursacht.

[0025] Die grundsétzliche Idee der vorliegenden Er-
findung besteht darin, dass in dem Dusenauftrags-
gerat wenigstens eine Wandstruktur, welche die Zu-
fuhrkammer umgibt oder zumindest teilweise umgibt,
flexibel genug ist, sich mit dem in der Zufiihrkammer
vorhandenen Druck zu verbiegen oder nachzuge-
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ben, so dass, wenn sich die Zufihrkammer aufgrund
der Druckerhéhung in der Zufihrkammer vergréRert,
die Wandstruktur sich an die Druckerhéhung durch
Verbiegen oder Nachgeben anpasst. Dies wird vor-
zugsweise durch eine diinne Wandstruktur erreicht.
Gleichzeitig ist eine Haltestruktur vorgesehen, um
die GréRe der Schlitzéffnung trotz Anderungen des
Drucks oder der Zufihrrate des Beschichtungsmedi-
ums oder trotz jeglicher anderer Dinge, einschlief3-
lich der Eigenschaften des Beschichtungsmediums,
wie zum Beispiel Viskositat, Druck, usw., im Wesentli-
chen gleich zu halten. Die eine Wandstruktur des Du-
senauftragsgeréats, welche sich verbiegen oder nach-
geben kann, kann eine Zufihrkammerwandung oder
ein Zufihrkammerboden oder jede andere mogliche
Wandung oder Teil derselben sein. Die Haltestruk-
tur kann ein integraler Teil der Strahlbeschichtungs-
dusenstruktur oder ein separates Teil sein und kann
entfernbar an der Dusenstruktur angebracht sein. Die
Tatsache, dass die Haltestruktur ein integrales Teil
der Strahlbeschichtungsdise ist, kann auch bedeu-
ten, dass, wenn zum Beispiel der Boden der Zu-
fuhrkammer flexibel ausgefuhrt wird und die Halte-
rung bzw. Unterstitzung auf einem grof3en Teil des
Zufuhrlippenbereichs und moglicherweise auf beiden
Zufuhrlippen benétigt wird, die Haltestruktur dann
derart integral ausgefihrt werden kann, dass die
Materialdicke mehr ist als normalerweise in solchen
Wandstrukturen eingesetzt wird, welche als Halte-
strukturen wirken. Die separate Haltestruktur kann
zum Beispiel mittels Befestigungseinrichtungen ent-
fernbar an der Strahlbeschichtungsdiise angebracht
sein oder sie kann fest angebracht sein, wie zum Bei-
spiel als eine geschweildte Struktur.

[0026] Die Haltestruktur ist vorzugsweise derart an-
geordnet, wenn der Ort des gelenkigen Halters der
Zuflhrlippe ausgewahlt wird, dass der Druck in dem
oberen Teil der Zufiihrkammer und in dem Diisen-
schlitz kein Drehmoment um den gelenkigen Halter
erzeugen.

[0027] Wenn die Haltestruktur ein separates Teil ist,
so dass ein Raum zwischen der Haltestruktur und
dem Dusenauftragsgerat gebildet wird, kann der Be-
reich der flexiblen ZufiUhrkammerwandung durch An-
ordnen eines Profilierelements zwischen der Kam-
merwandung und der Haltestruktur eingestellt wer-
den, wobei durch Verandern der Hohenposition des
Elements die Flexibilitdt der Wandung eingestellt
werden kann. Diese Einstellung kann mittels Einstell-
einrichtungen vorgenommen werden, wie zum Bei-
spiel einer pneumatischen Halterung bzw. Stiitze.

[0028] Ein Vorteil der Struktur gemaR der Erfindung
besteht zum Beispiel darin, dass die Verwendung des
Materials optimiert werden kann, weil die Abmessun-
gen der Haltestruktur so ausgefiihrt werden kénnen,
dass sie eine flexible Struktur anstatt einer starren
Struktur bilden, welche massiver ist als die flexible
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Struktur. Das Dusenauftragsgerat kann durch einen
separaten Haltebalken abgestutzt bzw. gehalten wer-
den, wenn sich das Dusenauftragsgerat mehr ver-
biegt als seine eigene Struktur aufnehmen kann. Dies
bedeutet, dass die kritischen Teile in dem Dusen-
auftragsgerat unabhangig von der Breite, dieselben
sein kdénnen, weil die Haltestruktur die Verbiegung
aufnehmen und die GréRe der Schlitzéffnung gleich
halten kann. Ein Vorteil besteht auch darin, dass die
Struktur aus mechanisch hergestellten Teilen herge-
stellt werden kann, wobei die nicht kontrollierbaren,
von der Spannung wahrend des Schweil’ens herrih-
renden Deformationen nicht stéren. Die Haltestruk-
tur kann unter Verwendung oder zumindest teilwei-
ser Verwendung eines Verbundmaterials hergestellt
werden. Verbundmaterial kann sogar in dem Dulsen-
auftragsgerat verwendet werden.

[0029] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Aufbringen von Medium, wie zum Beispiel Beschich-
tungsmedium, Oberflachenleim oder pigmentierten
Leim auf eine sich bewegende Oberflache. Das Ver-
fahren weist einen Schritt zum Anordnen eines Du-
senauftragsgerats in der Nahe der sich bewegen-
den Oberflache auf, wobei das Disenauftragsge-
rat eine Zufihrkammer und einen Disenschlitz in
einer Stromungsverbindung mit der Zufihrkammer
zum Zufihren von Medium von der Zufihrkammer
zu dem Ddusenschlitz aufweist. Die Zufuhrkammer
ist durch Kammerwandungen festgelegt und die Zu-
fuhrkammer erhalt Medium von einer Zufihreinrich-
tung. Der Dusenschlitz ist durch Zufiihrlippen festge-
legt und endet in einer Schlitz6ffnung. Das Verfah-
ren weist auch einen Schritt zum Zufiihren von Me-
dium von der Schlitz6ffnung auf die sich bewegen-
de Oberflache auf und das Verfahren verwendet ei-
ne Einrichtung zum Kompensieren einer Verformung
der Schlitz6ffnung. Das Verfahren stellt vorzugswei-
se Einrichtungen zum Kompensieren einer Verfor-
mung der Schlitzé6ffnung durch derart flexibles Aus-
fihren von wenigstens einer der Kammerwandungen
der Zufihrkammer auf, dass sie aufgrund des Drucks
in der Zufihrkammer nachgibt, und durch Anordnen
einer Haltestruktur zum Halten wenigstens einer Zu-
fuhrlippe. Das Verfahren bringt vorzugsweise Medi-
um auf eine sich bewegende Oberflache durch An-
ordnen wenigstens einer Zuflhrlippe in Verbindung
mit der wenigstens einen flexiblen Kammerwandung
auf.

Liste von Figuren

[0030] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Figuren detaillierter beschrieben, wo-
bei

[0031] Fig. 1 eine Strahlbeschichtungsdisenstruk-
tur mit einem Dusenauftragsgerat und einem Halte-
balken zeigt,
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[0032] Fig. 2 eine Dusenstruktur gemaf der Erfin-
dung zeigt, und

[0033] Fig. 3 eine weitere Ausfihrungsform der D{-
senstruktur gemaf der Erfindung zeigt.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0034] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer Strahlbeschich-
tungsdusenstruktur 1. Die Strahlbeschichtungsdi-
senstruktur 1 weist ein Dusenauftragsgerat 2 und ei-
nen Haltebalken 3 auf. Das Disenauftragsgerat 2 ist
vorzugsweise einstellbar an dem Haltebalken 3 mit-
tels eines oder mehrerer Einstellelemente 4 ange-
ordnet bzw. angebracht. Mit den Einstellelementen 4
kénnen das Disenauftragsgerat 2 und der Haltebal-
ken 3 zum Beispiel so eingestellt werden, dass sie
gerade positioniert sind. Die Einstellelemente 4 sind
ein zusatzliches Merkmal in der Strahlbeschichtungs-
disenstruktur 1 und sind unter Bezugnahme auf die
Verwendung des Disenauftragsgerats 2 gemaf der
Erfindung nicht zwingend notwendig. Das Diisenauf-
tragsgerat 2 und der Haltebalken 3 kdénnen auch
mittels einer schwimmenden Befestigungsanordnung
miteinander verbunden sein, so dass die Verbindung
durch Temperaturveranderungen bewirkte Bewegun-
gen erlaubt. Mit anderen Worten, das Diisenauftrags-
gerat 2 und der Haltebalken 3 kdnnen mittels ei-
ner Verbindung angeordnet bzw. verbunden sein,
wie zum Beispiel einer Montageeinrichtung, die ein
Verbindungselement aufweist, welches sich aufgrund
von thermischer Ausdehnung oder ahnlichem erge-
bende Bewegungen erlaubt. Das Disenauftragsge-
rat 2 selbst weist eine Zufihrkammer 5 auf, welche
durch Kammerwandungen 6 und einen Dusenschlitz
7 festgelegt ist, der sich von der Zufiihrkammer 5 in
Richtung der Schlitzéffnung 8 erstreckt, so dass Be-
schichtungsmedium (in der Figur nicht dargestellt),
welches sich innerhalb der Zufiihrkammer 5 befindet,
durch den Dusenschlitz 7 strdbmen und das Diisen-
auftragsgerat 2 durch die Schlitzéffnung 8 verlassen
kann. Die Zufihrkammer 5 kann gerade oder konisch
ausgefiihrt sein oder jegliche andere Form aufwei-
sen, die zum Zufuhren des Beschichtungsmediums
in Richtung des Dusenschlitzes 7 geeignet ist. Das
Beschichtungsmedium wird vorzugsweise von einem
oder beiden Enden des Disenauftragsgerats 2 oder
von jedem anderen geeigneten Ort zugefuhrt. Der
Dusenschlitz 7 wird durch Zufiihrlippen 9, 10 gebildet,
wobei eine Zuflhrlippe 9 sich auf der anderen Seite
des Dusenschlitzes 7 und die andere Zuflhrlippe 10
sich auf der gegenuberliegenden Seite des Diisen-
schlitzes 7 befindet. Die Spitzen der Zufuhrlippen, d.
h. die Enden der Zufihrlippen, legen die Schlitzoff-
nung 8 fest. In diesem Beispiel stiitzt eine Gegenwal-
ze 11 die Bahn (in der Figur nicht dargestellt) derart,
dass sich die Bahn entlang der Oberflache 12 der
Gegenwalze 11 bewegt, wahrend sie durch die Be-
schichtungsstation verlauft, so dass der Abstand zwi-
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schen dem Dusenauftragsgerat 2 und der Bahn kon-
stant gehalten wird.

[0035] Fig. 2 ist eine konzeptionelle Figur, welche
nicht die tatsachliche Geometrie des Disenauftrags-
gerats 2 gemal der Erfindung zeigt, bei welcher das
Dusenauftragsgeréat 2 eine Zufiihrkammer 5 aufweist,
die von Kammerwandungen 6a, 6b, 6c, 6d und ei-
nem durch Zufihrlippen 9, 10 festgelegten Disen-
schlitz 7 umgeben ist. Wenigstens eine der Kammer-
wandungen 6a, 6b, 6¢, 6d ist flexibel ausgefihrt, so
dass sie sich an den in der Zufihrkammer 5 herr-
schenden Druck anpasst. Wenigstens eine der Zu-
fUhrlippen 9, 10 steht in Kontakt mit der wenigstens
einen Kammerwandung 6a, 6b, 6¢, 6d, welche flexi-
bel ausgefiihrt ist. Das Disenauftragsgerat 2 weist in
diesem Beispiel auch eine Haltestruktur 13 auf, die
in Kontakt mit dem Disenauftragsgerat 2 angeordnet
ist. Als ein Teil der Haltestruktur 13 ist ein gelenki-
ger Halter 14 vorgesehen, welcher in Kontakt mit der-
jenigen Zufihrlippe 9, 10 steht, welche mit der flexi-
blen Kammerwandung 6a, 6b, 6¢, 6d verbunden ist.
In diesem Beispiel ist nur eine der Kammerwandun-
gen 6b diinn genug ausgefihrt, um flexibel zu sein,
und die andere Zuflhrlippe 10 steht in Kontakt mit der
Wandungsstruktur 6, welche die dinne Kammerwan-
dung 6b aufweist. Wenn der Druck in der Zufihrkam-
mer 5 ansteigt, verbiegt sich die dinne Kammerwan-
dung 6b. Die Pfeile in der Figur zeigen die Richtung,
in welcher der Druck wirkt. Wahrend die diinne Kam-
merwandung 6b sich verbiegt, wirken die Haltestruk-
tur 13 und der gelenkige Halter 14 auf die Schlitzoff-
nung 8 an dem Ende des Dlsenschlitzes 7, so dass
die Schlitzéffnung 8 dieselbe Grofle wie vorher auf-
weist. Obwohl es in der Figur anders dargestellt ist,
weist der Disenschlitz 7 nicht Gber seine gesamte
Lange dieselbe Grofie auf, sondern weist normaler-
weise eine schmale Offnung zu der Zufiihrkammer 5
und eine schmale Schlitz6ffnung 8 sowie zwischen
diesen zwei Offnungen einen kleinen, kammerartigen
Teil auf, in dem sich das Beschichtungsmedium ver-
teilen bzw. ausgleichen kann. Die Schlitzéffnung 8
hat typischerweise eine Gréfle von ungefahr 0,5-2,
0 mm, vorzugsweise ungefahr 1,0 mm, und das Be-
schichtungsmedium wird von der Schlitz6ffnung 8 als
ein freier Strahl auf die durch das Dulsenauftrags-
gerat 2 verlaufende Materialbahn aufgebracht. Das
Beschichtungsmedium kommt als ein Strahl von Be-
schichtungsmedium aus der Schlitzé6ffnung 8 und die
Geschwindigkeit des Strahls wird durch die Schlitzoff-
nung 8 und die Stromungsrate des Beschichtungs-
mediums festgelegt.

[0036] Fig. 3 zeigt ein weiteres Beispiel eines Du-
senauftragsgerats 2 gemaf der Erfindung. Fig. 3 ist
eine konzeptionelle Figur, welche nicht die tatsachli-
che Geometrie des Disenauftragsgerats 2 zeigt. Das
Dusenauftragsgerat 2 weist eine Zufihrkammer 5
auf, welche von Kammerwandungen 6a, 6b, 6c, 6d
und einem durch Zufiihrlippen 9, 10 festgelegten DU-
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senschlitz 7 umgeben ist. Wenigstens eine der Kam-
merwandungen 6a, 6b, 6¢, 6d ist derart flexibel aus-
gefuhrt, dass sie sich an den in der Zufihrkammer
5 herrschenden Druck anpasst. Wenigstens eine der
Kammerwandungen 6a, 6b, 6¢c, 6d ist flexibel aus-
geflhrt, so dass sie sich an den in der Zufiihrkam-
mer 5 herrschenden Druck anpasst. Das Disenauf-
tragsgerat 2 weist in diesem Beispiel auch eine Hal-
testruktur 13 auf, die in Kontakt mit dem Disenauf-
tragsgerat 2 angeordnet ist. Als Teil der Haltestruktur
13 ist ein gelenkiger Halter 14 vorgesehen. Der ge-
lenkige Halter 14 steht in Kontakt mit der Zufihrlip-
pe 9, 10, welche mit der flexiblen Kammerwandung
6a, 6b, 6¢, 6d verbunden ist. In diesem Beispiel ist
nur die Kammerwandung 6b diinn genug ausgefihrt,
um flexibel zu sein, so dass sie aufgrund des in der
Zufuhrkammer 5 herrschenden Drucks, welcher be-
wirkt, dass sich die Zufilhrkammer 5 erweitert, sich
verbiegen kann. Die andere Zuflhrlippe 10 steht in
Kontakt mit der Wandungsstruktur 6, welche die diin-
ne Kammerwandung 6b aufweist, welche in der La-
ge ist, aufgrund der Druckveranderungen in der Zu-
fihrkammer 5 nachzugeben. Wenn der Druck in der
Zufuihrkammer 5 sich erhéht, verbiegt sich die dinne
Kammerwandung 6b. Die Pfeile in der Figur zeigen
die Richtung, in welcher der Druck wirkt. Aufgrund
des Drucks versucht die dinne Kammerwandung 6b,
sich zu verbiegen, und der Druck wirkt auch auf die
Wandstruktur 6 in der Nahe des Disenschlitzes 7
sowie auf die Oberflache 10a der einen Zufihrlippe
10, welche in Kontakt mit der flexiblen Kammerwan-
dung 6b angeordnet ist. Wahrend die diinne Kam-
merwandung 6b sich verbiegt, wirken die Haltestruk-
tur 13 und der gelenkige Halter 14 auf die Schlitzoff-
nung 8 an dem Ende des Disenschlitzes 7 derart,
dass die Schlitzéffnung 8 dieselbe GréRRe wie vorher
aufweist. Obwohl es in der Figur anders dargestellt
ist, weist der Disenschlitz 7 nicht Gber seine gesamte
Laénge die gleiche GroRRe auf, sondern weist norma-
lerweise eine schmale Offnung zu der Zufiihrkammer
5 und eine schmale Schlitzéffnung 8 sowie zwischen
diesen zwei Offnungen einen kleinen, kammerartigen
Teil auf, in dem sich das Beschichtungsmedium aus-
gleichen kann. Die Schlitzéffnung 8 hat typischerwei-
se eine GroRe von ungefahr 0,5-2,0 mm, vorzugs-
weise ungefahr 1,0 mm, und das Beschichtungsme-
dium wird von der Schlitzéffnung 8 als ein freier Strahl
auf die durch das Disenauftragsgerat 2 verlaufende
Materialbahn aufgebracht. Das Beschichtungsmedi-
um kommt als ein Strahl von Beschichtungsmedium
aus der Schlitzéffnung 8 und die Geschwindigkeit des
Strahls wird durch die Schlitzé6ffnung 8 und die Stro-
mungsrate des Beschichtungsmediums festgelegt. In
Fig. 3 ist eine Einstelleinrichtung 15 zwischen der
dinnen Kammerwandung 6b und der Haltestruktur
13 angeordnet. Die Flexibilitdt der Kammerwandung
6b kann durch Einstellen einer Einstelleinrichtung 15
zwischen der Kammerwandung 6b und der Halte-
struktur 13 derart eingestellt werden, dass die Ho6-
henposition der Einstelleinrichtung 15 verandert wird,
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wenn die Flexibilitdt der Kammerwandung 6b veran-
dert werden muss. Die Einstelleinrichtung 15 kann
zum Beispiel eine pneumatische Halterung bzw. Stut-
ze sein, welche eine Gegenkraft zum Verbiegen oder
Nachgeben der Kammerwandung 6b ausubt. Mit der
pneumatischen Stitze kann die Flexibilitdt der we-
nigstens einen Kammerwandung 6a, 6b, 6¢, 6d durch
Einstellen des Druckniveaus eingestellt werden. Die
Einstelleinrichtung 15 kann auch ein Profilierungs-
element oder eine Profilierungsplatte sein, welche in
Kontakt mit der diinnen Wandung 6b und der Halte-
struktur 13 angeordnet ist. Die Einstelleinrichtung 15
kann auch die Querrichtung der flexiblen Kammer-
wandung einstellen.

[0037] Fir einen Fachmann ist offensichtlich, dass
mit dem Fortschritt der Technologie die grundsatzli-
che Idee der Erfindung auf verschiedene Arten aus-
gefiihrt werden kann. Die Erfindung und ihre Aus-
fihrungsformen sind daher nicht auf die obigen Bei-
spiele beschrankt, sondern sie kénnen innerhalb des
Schutzbereichs der Anspriiche variieren.
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Patentanspriiche

1. Strahldusenstruktur (1) mit einem Disenauf-
tragsgerat (2) zum Aufbringen eines Mediums, wie
zum Beispiel Beschichtungsmedium, Oberflachen-
leim oder pigmentierten Leim, auf eine sich bewegen-
de Oberflache, wie zum Beispiel eine Materialbahn,
eine Rolle oder ein Band, wobei sich das Disenauf-
tragsgerat (2) in einer Richtung quer zu der sich be-
wegenden Oberflache erstreckt und wobei das Du-
senauftragsgerat (2) Folgendes aufweist:
eine Zufiihrkammer (5) zum Aufnehmen von Medium
von einer Zufuhreinrichtung, wobei die Zufihrkam-
mer (5) durch Kammerwandungen (6a, 6b, 6c, 6d)
festgelegt ist, und
einen Dusenschlitz (7), welcher durch eine Zufihr-
lippe (9, 10) auf beiden Seiten des Disenschlitzes
(7) festgelegt ist, wobei der Disenschlitz (7) in Stro-
mungsverbindung mit der Zufihrkammer (5) steht,
wobei Medium dafir vorgesehen ist, von der Zufiihr-
kammer (5) in den Disenschlitz (7) zugefiihrt zu wer-
den,
wobei der Disenschlitz (7) in einer Schlitzéffnung (8)
zum Zufiihren von Medium in der Form eines Strahls
von dem Dusenschlitz (7) zu der sich bewegenden
Oberflache endet,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Disenauftragsgerat (2) des Weiteren eine Ein-
richtung zur Kompensation einer Verformung der
Schlitzéffnung (8) aufweist.

2. Strahldiisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung zur Kompensation einer Verformung der
Schlitzé6ffnung (8) wenigstens eine Kammerwandung
(6a, 6b, 6¢, 6d) der Zufiihrkammer (5) aufweist, wel-
che flexibel ausgebildet ist, so dass sie gemafl dem
Druck in der Zufiihrkammer (5) nachgeben kann.

3. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zufihr-
lippe (9, 10) in Kontakt mit wenigstens einer Kammer-
wandung (6a, 6b, 6¢, 6d), welche flexibel ausgebildet
ist, steht.

4. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einrichtung zur Kompensation einer Verfor-
mung der Schlitzéffnung (8) eine Haltestruktur (13)
aufweist, welche wenigstens einen gelenkigen Halter
(14) aufweist, der in Kontakt mit dem Dulsenauftrags-
geréat (2) steht.

5. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs-
tens eine gelenkige Halter (14) in Kontakt mit der Zu-
fuhrlippe (10) angeordnet ist, welche in Kontakt mit
der flexiblen Kammerwandung (6a, 6b, 6c, 6d) steht.
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6. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die DUsenstruktur (1) einen Haltebalken (3) zum
Halten des Dusenauftragsgerats (2) aufweist.

7. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Diisen-
auftragsgerat (2) und der Haltebalken (3) mittels Ein-
stellelementen (4) miteinander verbunden sind.

8. Strahldiisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dusenauftragsgerat (2) und der Haltebalken (3) mit-
tels einer Verbindung miteinander verbunden sind,
welche Relativbewegungen erlaubt.

9. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach ei-
nem der Anspriiche 4 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Einstelleinrichtung (15) zwischen der
wenigstens einen flexiblen Kammerwandung (6a, 6b,
6c¢, 6d) und der Haltestruktur (13) zum Einstellen der
Flexibilitat der flexiblen Kammerwandung (6a, 6b, 6¢,
6d) angeordnet ist.

10. Strahldisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
stelleinrichtung (15) ein pneumatisches Halteelement
zum Einstellen des flexiblen Bereichs der wenigstens
einen Kammerwandung (6a, 6b, 6c, 6d) durch Ein-
stellen des Druckniveaus ist.

11. Strahldiisenbeschichtungsstruktur (1) nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels der Einstelleinrichtung (15) die Querrichtung der
flexiblen Kammerwandung (6a, 6b, 6c, 6d) einstell-
bar ist.

12. Verfahren zum Aufbringen von Medium, wie
zum Beispiel Beschichtungsmedium, Oberflachen-
leim oder pigmentierten Leim, auf eine sich bewegen-
de Oberflache, wobei das Verfahren Folgendes auf-
weist:

Einen Schritt zum Anordnen eines Diisenauftragsge-
rats (2) in der Nahe der sich bewegenden Bahn, wo-
bei das Disenauftragsgerat (2) eine Zufihrkammer
(5) und einen Dusenschlitz (7) in einer Strdmungs-
verbindung mit der Zufuhrkammer (5) zum Zufuhren
von Medium von der Zufiihrkammer (5) zu dem Du-
senschlitz (7) aufweist, wobei die Zufihrkammer (5)
durch Kammerwandungen (6a, 6b, 6¢, 6e) festgelegt
ist und die Zufiihrkammer (5) Medium von einer Zu-
fuhreinrichtung erhalt, und wobei der Disenschlitz (7)
durch Zufiihrlippen (9, 10) festgelegt ist und in einer
Schlitzéffnung (8) endet,

einen Schritt zum Zufihren von Medium von der
Schlitzéffnung (8) auf die sich bewegende Oberfla-
che,

gekennzeichnet durch

das Verwenden einer Einrichtung zum Kompensieren
einer Verformung der Schlitzéffnung (8).
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13. Verfahren zum Aufbringen von Medium, wie
zum Beispiel Beschichtungsmedium, Oberflachen-
leim oder pigmentierten Leim, auf eine sich bewe-
gende Oberflache, nach Anspruch 12, gekennzeich-
net durch zur Verfigung stellen der Einrichtung zum
Kompensieren einer Verformung der Schlitzéffnung
(8) durch flexibles Ausflihren wenigstens einer der
Kammerwandungen (6a, 6b, 6¢, 6d) der Zufiihrkam-
mer (5), so dass sie aufgrund des Drucks in der Zu-
fihrkammer (5) nachgibt, und durch Anordnen einer
Haltestruktur (13) zum Halten wenigstens einer Zu-
fuhrlippe (9, 10).

14. Verfahren zum Aufbringen von Medium, wie
zum Beispiel Beschichtungsmedium, Oberflachen-
leim oder pigmentierten Leim, auf eine sich bewegen-
de Oberflache, nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Zufihrlippe (9,
10) in Verbindung mit der wenigstens einen flexiblen
Kammerwandung (6a, 6b, 6c, 6d) angeordnet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

Fig 1
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Fig 2
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Fig 3
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